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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
装置稼動＝　　 2,981.5      （装置の無人運転時間は含まず）

　　薄膜=38.1％　造形＝33.6％　観察・評価＝28.3％

準備＝　　        1,114

相談＝　　           170



チュートリアル＝703.5＋装置点検・習得＝177.5

支援打合せ＝       268.5



自己啓発＝　　　744



間雑不働＝        1,193
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	支援体制拡充の必要性�＜ナノテクノロジー総合支援プロジェクト（2002～2007）の実情から＞
	１．支援利用者が増加�支援件数＆利用者数（技術相談を除く）から
	２．支援装置の高マシンタイム化
	３．スタッフの支援時間が目一杯�平成1８年度工数実績から
	４．若手研究者が多い�延べ利用者数３９８人の内、若手（３５歳以下）の構成
	５．支援体制拡充のため

